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Urzgdzenia pomiarowe OPSIS znakomicie sprawdzajg sie we wszystkich aplikacjach zwigzanych z
monitoringiem spalin pochodzacych z proceséw spalania lub wspotspalania odpaddow.

Systemy ciggtego monitoringu emisji oparte o urzgdzenia OPSIS zostaty zaprojektowane pod katem
petnej zgodnosci z wymogami prawnymi dyrektywy 2000/76/EC oraz polskim Prawem Ochrony
Srodowiska wraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 roku

-W sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody” (Dz.U. z 2014, poz. 1542).

Cechag wyrdzniajacg rozwigzania OPSIS jest posiadanie licznych certyfikatow (TUV, MCERTS, itp.)
potwierdzajgcych ich wysoka jakos$¢ np. stwierdzajgcych spetnienie obowigzujacych w Polsce
wymogow QAL1 zgodnie z PN-EN 14181 oraz EN I1SO 14956

Dane techniczne (mozliwy jest pomiar dodatkowych zwigzkdow)

Zwigzek Max. zakres Najnizszy zakres Min wykrywalne Dryft zera Dryft spanu Btad Max. dtugos¢ Wymagania
pomiarowy pomiarowy stezenia (éciezka 1 m, (na miesigc, liniowosci  Swiattowodu  sprzetowe
(typowy) dopuszczony  (Sciezka pomiarowa  max. lepiej niz) (zakresu (przy pomiarach
(sciezka 1 m)”  przez TUV 1m, czas pomiaru 30s) na miesigcy’ pomiarowego pojedynczych
lepiej niz) zwiazkéw) ©
AR600/AR620
NO®@ 0-2000 mg/m?®  0-150 mg/m?® 1 mg/m3 +2 mg/m?3 +2% +1% 10m AR600/620
NO, 0-2000 mg/m?  0-20 mg/m? 1 mg/m?3 +2 mg/m?3 +2% +1% 200 m AR600/620
SO, 0-5000 mg/m*  0-80 mg/m3 1 mg/m3 +2 mg/m?3 +2% +1% 100 m AR600/620
NH,® 0-1000 mg/m3  0-10 mg/m?3 0.5 mg/m3 +1 mg/m3 +2% +1% 10m AR600/620
Hg©® 0-1000 pg/m3  0-150 pg/m3 1 pg/m3 +2 pg/m3 +2% +1% 50m AR600/620
H,O0 0-100% Vol. 0-30% Vol. 0.5% Vol. +1% Vol. +2% +1% 100 m AR620
HCl 0-10000 mg/m® — 10 mg/m3@ +20 mg/m3@  +2% +1% 50m AR620
HF 0-1000 mg/m? — 5 mg/m3 +10mg/m?  £2% +1% 200 m AR620
Cco, 0-100% Vol. — 0.5% Vol. +1% Vol. +2% +1% 50m AR620
Benzen 0-1000 mg/m?® — 1 mg/m?3 +2 mg/m?3 +2% +1% 25m AR600/620
AR650
HCl 0-5000 mg/m®  0-15 mg/m?3 1 mg/m?3 +2 mg/m3 +2% +1% 50m AR650
co 0-10000 mg/m?*  0-75 mg/m?3 3 mg/m3 +6 mg/m?3 +2% +1% 10m AR650
H,0 0-100% Vol. 0-30% Vol. 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 100 m AR650
HF 0-1000 mg/m® 5 mg/m3 0.1 mg/m3 +0.2mg/m3  £2% +1% 200 m AR650
NH; 0-1000 mg/m?  — 2 mg/m3 +4 mg/m?3 +2% +1% 200 m AR650
N,0? 0-10000 mg/m3 — 5 mg/m3 +10 mg/m?® +2% +1% 50m AR650
CH, 0-10000 mg/m® — 1 mg/m?3 +2 mg/m?3 +2% +1% 100 m AR650
Co, 0-100% Vol. — 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 50 m AR650
Br, 0-10000 mg/m3 — 5 mg/m3 +10 mg/m?® +2% +1% 100 m AR650
I 0-10000 mg/m® — 5 mg/m3 +10mg/m?®  £2% +1% 100 m AR650
LD500
HCl 0-5000 mg/m3  — 0.5 mg/m3 +1 mg/m?3 +2% +1% 500 m* LD500
co 0-100% Vol. — 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 500 m* LD500
H,0 0-100% Vol. — 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 500 m* LD500
HF 0-5000 mg/m3  — 0.05 mg/m3 +0.1 mg/m3 2% +1% 500 m* LD500
NH, 0-5000 mg/m?® — 0.5 mg/m3 +1 mg/m?3 +2% +1% 500 m* LD500
CcO, 0-100% Vol. — 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 500 m* LD500
0, 0-21% — 0.1% Vol. +0.2% Vol. +2% +1% 500 m* LD500
CH, 0-10000 mg/m® — 1 mg/m?3 +2 mg/m?3 +2% +1% 500 m* LD500
) Dane dotycza $ciezki pomiarowej 1 m. Dla diuzszych $ciezek zakres ©) Dla AR650 te same wartosci obowigzuja jako max. dryft zera na rok
maksymalny jest proporcjonalnie mniejszy. Dostepne sa produkty @ Limit detekcji 1 mg/m3 jest opcjonalny przy rozbudowie sprzetu
do skrécenia Sciezek w bardzo szerokich kominach * Laser i kable komunikacyjne
2 Max. stezenie SO2 - 5 mg/m3 x m e Zalecana diugosc¢ Sciezki pomiarowej: 1 do 5 m.
@) Max. stezenie SO2 - 500 mg/m3 x m ® Za mokrym skruberem, gdzie $rednie stezenie pytu na 1 m
@ Sciezka pomiarowa 5 m, czas pomiaru 30 sekund jest wyzsze niz 5 g/m3, $ciezka pomiarowa powinna by¢ skrécona
) Podczas monitoringu wielu zwigzkéw nalezy uzywaé najkrétszego ® Doktadno$c¢ jest lepsza niz 2% warto$ci zmierzonej lub réwna

podanego dla zwiazkéw na liscie pomiarowej (patrz ulotka P9) progowi detekcji (zaleznie ktéra warto$¢ jest wigksza)



Zastosowanie techniki DOAS (R6znicowej Optycznej
Spektroskopii Absorpcyjnej) zapewnia prace na otwartej
sciezce niezalezng od gazow, temperatury i zapylenia
typowych dla warunkéw panujacych w kominie, a takze
pomiary wielu zwigzkdéw wybranych przez uzytkownika
w trybie ciaggtym w czasie rzeczywistym. System

zapewnia szybkie czasy reakcji wymagane w kontroli i‘ﬁg
proceséw technologicznych. HCI
Przyktadowo w procesach SCR i SNCR systemy Opsis o
stosowane sg do ciggtego monitoringu NO, NO2 i NH3 50, o,
w gazie czystym i nieoczyszczonym i do kontroli dozowania © NH; Hg
mocznika. Innym przyktadem jest monitoring SO2, HCI, Hg NH, Eg'x EZFO
i HF przed i za skruberami i kontrola dozowania wapna. :gl EHS
X 2

Jeden system Opsis moze obstugiwaé wiele $ciezek
pomiarowych przed i po okreslonych procesach, co
jest bardzo ekonomicznym rozwigzaniem.

Posrod wielu mierzonych przez system zwigzkéw
znajdujg sie takze dwutlenek wegla i para wodna,
ktorych stezenia sg wymagane jako cze$¢ procesu
kontroli emisji. Analizator diodowy LD500 moze
by¢ uzywany do prowadzenia pomiardw stezenia
tlenu i temperatury oraz prowadzi¢ pomiar
wybuchowych stezeh CO w kontroli filtrow.
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Wyglad systemu Opsis DOAS
dla spalarni odpadéw

Dodatkowo Opsis oferuje ekstrakcyjne systemy grzane
i rozcienczajace, a takze przenosne analizatory rteci
catkowitej i atomowej.

System Opsis posiada jedng lub kilka $ciezek Swiatta
przecinajacych kanat pomiarowy. Na kazdej $ciezce
$wiatto jest emitowane od nadajnika do odbiornika, a
nastepnie do analizatora poprzez Swiattowdd. Na
podstawie prawa Lamberta-Beera analizator wykrywa

i mierzy zwigzki okre$lone w oprogramowaniu oraz
zapisuje dane na twardym dysku lokalnego lub zdalnego
komputera, ktéry moze sie zachowywac jak wyswietlacz
w czasie rzeczywistym lub prowadzi¢ prezentacje
danych i raportowanie.

Analizator Opsis gromadzi réwniez dane z sensoréw
mierzacych zmienne procesowe jak temperatura,

Piec DeNOy Skruber

System monitoringu Opsis to efektywne narzedzie do kontroli
emisji i proceséw w punktach kontrolnych w spalarniach odpadéw

Odbiornik H

Swiattowody

Klimatyzowana szafa
z analizatorami |-

cisnienie i przeptyw (wyjscie cyfrowe lub 4-20 mA),

co w potaczeniu z wyjsciami alarmowymi i/lub
potaczeniem z innymi systemami przez porty szeregowe
powoduje, ze analizator moze prowadzic petng kontrole
proceséw. Integracja danych z sensoréw i wynikow
obliczen pozwala na automatyczne obliczenia

i generacje raportéw zgodnych z regulacjami prawnymi.

Testy i dopuszczenia

Systemy Opsis zostaty przetestowane i dopuszczone
przez liczne instytucje miedzynarodowe i lokalne.
System spetnia wymogi europejskich dyrektyw
dotyczacych spalarni odpaddw i posiada certyfikaty
niemieckiego TUV i brytyjskiego MCERTS.

Skontaktuj sie z przedstawicielem Opsis aby skonfigurowac system spetniajgcy wymagania instalacji i wykonujacy
pomiary zadanych gazéw. Dostepne sa materiaty informacyjne dotyczace poszczegélnych elementéw systemu.

Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian specyfikacii.



=OPSIS= Ciagly monitorng emisji

| kontrola procesow

Dlaczego Opsis?

Wysoka wydajnos¢, pomiary w przekroju komina
Pomiar wielu zwigzkéw na wielu sciezkach
Potaczenie zalet pomiaru DOAS i technologii TDL
Bez kitopotliwych systemow poboru proby

Efektywna praca w najtrudniejszych warunkach
Minimum prac konserwacyjnych w czasie eksploatacji
Niskie zuzycie energii

Technologia stosowana i uznana na catym Swiecie

Setki instalacji na catym Swiecie

Wysoki poziom obstugi serwisowej

Dystrybucja i serwis w Polsce:

OPSIS AB

Atut Sp. z o.o.
Box 244
SE-244 02 Furulund, Sweden ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin
Telephone Int +46 46 72 25 00 tel./fax: 081 740 33 45
Telefax Int +46 46 72 25 01 e-mail: info@atut.lublin.pl

E-mail info@opsis.se www.atut.lublin.pl m
URL http://www.opsis.se



